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SSodulare Vorrichtimg zvr Beschlchtung von Oberf lachen, 
Insbesondere z\xt modulaxexit dedizierten Besohieht^ung 

S 

Die vorliegende Erfindung betrifft eine cnodulare 
Vorrichtung zur Beschichtung von Oberflachen von 

10 Gegenstanden (Substraten) durch das physikalische 
Aufbringen von Material im Vakuum (PVD) mit Hilfe eines 
Lichtbogens oder mehreren Lichtbogen, einschliesslich der 
Beschichtung mit mehreren Schichten auf lanterBchiedlicher 
Weise,. die im folgenden modulare, dedizierte Beschichtxing 

15 genannt wird, Des weiteren betrifft die Erfindung ein 
System mit einer solchen modularen Vorrichtung. 

Schon aus der WO-A-02/50865 ist eine Vorrichtung bekannt, 
durch eine Beschichtung auf einem Werkstuck durch das 

20 Abscheiden von typischerweise zwei in etwa zylindrischen 
Targets bewirkt wird, wobei dann das Material auf dem 
Werkstuck niederschlagt und so eine Schicht ausbildet. In 
der WO-A-02/50865 wird dazu vorgeschlagen, das Target durch 
eine bestiinrate Magnet feldanordnung so aixszubilden, dass ein 

25 gerichtetes Materialabdampf en stattfinden kemn und so 
bestimicite Effekte erzielt vjerden konnen. 

Aus der EP-A- 1357577 ist ein Verfahren dazu bekannt, 
optimale Effekte der selektiven Beschichtimg durchzufuhxen. 

30 

In der Beschichtungskanimer sind dabei ein oder mehrere, im 
wesentlichen zylinderf ormig ausgebildete Kathodeu 
SLngeordnet und mit Hilfe von Magnetquellen wird die 
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Abscheidung des Materials gesteuert. Die Magnetquellen sind 
dabei vorzugsweise in den Kathoden angeordnet und die 
Kathode wird gegen\iber der Magnet feldquelle oder die 
Magnet feldquelle gegenuber der Kathode verdreht, xrni so ein 
5 gleichtnassiges Abtragen des Materials vom Target zu 
bewirken. Dieses Material wird dann auf den Substraten 
abgeschieden • 

In einer solchen Kammer werden dabei ublicherweise 
10 Substrate auf einern Drehteller platzlert tmd - unter 
Drehung des Teller - sukzessive beschichtet. Nach dem Stand 
der Technik ist es bekannt, die Kathode z.B. in die Mitte 
des Drehtellers zu platzieren, um so eine Beschichtiing von 
raehreren GegenstSnden in einer Kammer durchfuhren zu 
15 k&nnen. 

Die beiden vorstehend genannten Patentanmeldungen werden 
hiermit durch Ref erenznadime vollumfanglich Inhalt dieser 
Patentanmeldung . 

20 

Eine Anordnung nach der WO«A-02/50865 kann als erfolgreiche 
Vorrichtimg angesehen werden, wenn in etwa stabformige 
Gegenstande beachichtet werden sollen. Fur diesen Fall wird 
man eine entsprechende Beschichtungskammer auswahlen. Es 
25 hat sich aber herausgestellt, dass eine 

Beschichtungskammer, die fOr eine Vielfalt von zu 
beschichtenden Gegenstanden geeignet sein soil, 
vielseitiger sein muss. 

30 Es ist also zunachst einmal die Aufgabe der Erfindung, eine 
variable Beschichtungskammer bzw. eine variable Anordnung 
von Beschichtungsmitteln anzugeben, die f(ir auch andere zu 
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beschichtende Oegenstande geeignet iind damit variabler ist^ 
als nach dem vorbekannten Stand der Technik. 

Die Erf indiing 16st die Aufgabe durch eine Anorxinung nach 
Anspruch 1. Dabei haben die Massnahraen der Brfindiing 
zunachst eininal zur Folge, dass durch die modulare 
Aaordnung eine Vielzahl von Beschichtimgssituationen 
behandelt werden kamn. 



Die Anordnung dient zur Aufnahme in ein 
Beschichtungssystetn, welches ebenfalla Gegenstand der 
Erfindiing ist. 

Vorteilhafte Ausgestaltxongen der Erfindung sind in den 
abhangigen AnsprQchen angegeben. 



Die vorgenannten sowie die beanspruchten und in den 
nachf olgenden Ausf Ohrungsbeispiel en beschr iebenen , 

erfindungsgemass zu verwendenden Verfahrenschritte und die 
dazugehdrigen Element e unterliegen in ihrer Grdsee^ 
Pormgestaltung, Materialverwendung und technischen 
BConzeption keinen besonderen Ausnahmebedingungen^ so dass 
die in dem jeweiligen Anwendungsgebiet bekannten 
Auswahlkriterien imeingeschrankt Anwendung f inden kdnnen, 

Weitere Einselheiten, Merkroale und Vorteile des 
Gegenstandes der Erfindung ergeben sich aus der 
nachfolgenden Beschreibung der dazugehdrigen Zeichnungen, 
in denen - beispielhaft - eine modulare Vorrichtung gemass 
der vorliegenden Erfindung erlautert wird. 
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In den Zelchnungen zelgen: 

Pigur 1 eine perspektivische Darstellung einer 
Beechichtungskatnmer, in der die Anordnung gemass 
5 der vorliegenden Erfindxang realisiert ist; 

Figur 2 ebenfalls eine perspektivische Darstellimg des 
Gegenstiandes nach Figur 1; 

10 Figur 3 eine erste Konf iguration der modularen Anordnung 
gemass der vorliegenden Erfindxmg in 
perspektivischer Darstellung; 

Figur 4 eine zweite Konf iguration der modularen Anordnung 
15 gemass der vorliegenden Brfindung in 

perspektivischer Darstellung; 

Figur 5 die Konf iguration nach Figur 4 von oben; 

20 Figur 6 eine dritte Konf iguration der inodulauren Anordnung 
gemass der vorliegenden Erfindung in 
perspektivischer Darstellimg; 

Figur 7 die Konf iguration nach Pigur 6 von oben; 

25 

Pigur 8 eine vierte Konf iguration der modularen Anordnung 
gem&ss der vorliegenden Brfindung in Darstelltang 
von oben; 

30 FigvLc 9 eine ffinfte Konf iguration der modularen Anordnung 
gemass der vorliegenden Erfindung in Darstellung 
von oben; 
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Figur 10 eine Konfiguration mit horizontalen Kathoden 
(sechste Kdnf iguratlon) in perspektivischer 
Darstellung; 

Pigur 11 die Konfiguration mit horizontalen Kathoden nach 
Pigur 10 von der Seite; 

Pigur 12 die Konfiguration mit horizontal«i Kathoden nach 
Pigur 10 von oben; 

Figur 13 eine Konfiguration gemass Figur 1, aber mit einer 
planaren Kathode, (siebte Konfiguration) in 
perspektivificher Darstellung; 

Pigur 14 die Konfiguration nach Pigur 13 von der Seite. 

In Pigur 1 ist eine Beschichtimgsanlage als Gesaratsystera 
100 mit der dasu gehdrenden Elektronik 200 dargestellt. Das 
Kemstiick dee Systems ist die Beschichtungskamraer, die • 
wie insbesondere aus Figur 2 ersichtlich - zwei oder 
mehrere turartige Einrichtungen 32, 34 an den Seiten 
aufweist. In diesen Einrichtungen konnen Kathoden 
zusatzlich zu den bereits aus dem Stand der Technik 
bekannten, innenliegenden Aufnahmeeinrichtungen fur 
Kathoden - aufgenommen werden void zwar in sehr 
unterschiedlichen Konf igurationen, von denen einige 
prinzipiell im nachfolgenden beschrieben vjerden. 

Als erste Konfiguration gibt Figur 3 die Vollkonf iguration 
fur die modulare Anordnung nach dem hier beschriebenen 
AusfOhrungsbeispiel wieder. In der Karamer 100 mit einer 
ZugangstQr 110 ist mittig eine Anordnung mit 4 
Rotationskathoden 40, 42, 44, 46 ausgebildet. Weiterhin 
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sind an den beschriebenen ttirartigen Einrichtungen 32, 34 
an den Seiten jeweils zwei weitere Kathoden 48, 50, 52 und. 
54 xmtergebracht . Um die mittig angeordneten Kathoden herum 
ist ein drehtellerartiger Substrathalter angeordnet, auf 
5 dera eine Vielzahl von Substraten untergebraclit ist* Bei der 
Beschichtiing in dieser Konf iguration sind - aber nicht 
zwangslaufig - alle Kathoden allenfalls aus dem gleichen 
Material • In dieser Konf iguration wird dann die hochste 
Abscheidungsrate bzw. die grdsste Beschichtiingsrate 
10 erzielt • 

Ss sollte n\ir der Vollstandigkeit darauf hingewiesen 
warden, dass die Rotationskathoden vorzugsweise in der Art 
betrieben werden, wie sie in dem zitierten Stand der 
15 Technik vorgeschlagen vmrde, also mit einer Einrichtung zur 
gerichteten Ausbildung von LichtbSgen. 

Die zweite Konf iguration gemiiss Fig. 4 xand 5 unterscheidet 
sich von der vorstehend beschriebenen erst en, auf den 
ersten Blick nur dadurcdi, dass neben den vier Kathoden 40, 
42, 44 und 46 - wie gehabt - im Innenbereich jede der 
beiden Aussenstationen 32 xmd 34 nur rait jeweils einer 
Kathode 48 und 52 bestftckt sind, Bei dieser Konf iguration 
werden rait einer hohen Abscheidrate im Innenbereich die 
Ausaenkathoden 48 und 52 fur Spezialaufgaben, z.B. zum 
lonenatzen Oder zum Abscheiden von Altemativschichten, 
verwendet. Solche Altemativschichten kdnnen 

Diamantbeschichtungen sein oder aber z^B. Schmierschichten. 
Es sollte betont werden, dass die Aussenkathoden 
gleichzeitig oder auch zeitlich getrennt von den 
Innenkathoden - oder auch zueinander - betrieben werden 
konnen, je nach der speziellen Beschichtungsauf gabe • Die 
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anderen Merkmale der zweiten Kbnfiguration entaprechen der 
ersten. 

In der dritten Konfiguration gemass Pig. 6 und 7 werden nur 
5 die beiden Aussenstationen 32 und 34 - jeweils mit zwei 
Kathoden - bestflckt, urn z.B. grosse Teile (GesenJce oder 
Kreissageblatter etc.) von aussen beschichten zu konnen. 
Die Innenstation 30 bleibt in dieser Konfiguration frel. 
Die anderen Merkmale der dritten Kbnfiguration entsprechen 
10 der zweiten. 

Die vierte Konfiguration gemSsB Fig. 8 unterscheidet sich 
von der vorstehend beschriebenen ersten dadurch, dass neben 
den 4 Kathoden 48, 50, 52 und 54 im Aussenbereich auf der 
Innenstation 30 nur zwei Kathoden vorgesehen sind, natnlich 
die den Aussenstationen entfemt angeordneten Kathoden 40 
und 46. Bei dieser Konfiguration wird die Beeinflussung der 
Plasmen swischen den Kathoden der Aussenstationen 32 und 34 
und denen der Innenstation 30 ausgeschlossen. 



Die fOnfte Kbnfiguration gemtsa Pig. 9 unterscheidet sich 
von der vorstehend beschriebenen ersten dadurch, dass nur 
zwei Kathoden 48 und 52 im Aussenbereich und auf der 
Innenstation 30 auch nur zwei Kathoden vorgesehen sind, 

25 namlich die den Aussenstationen entfemt angeordneten 
Kathoden 40 und 46. Dies iet eine weitere typische 
Kbnfiguration f6r eine Altemativbeschichtung, wobei 
wiederum die Kathoden der Auaaenstationen imd der 
Innenstation typischerweise unterschiedliche Materialien 

30 aufweisen. 

tteerraschenderweise hat sich herausgestellt, dass die 
Kbnfiguration gemass den Pig. lo bis 12 besondera gut mit 
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der erfindungsgetnassen Anordnung hergestellt und betrieben 
werden kann. In dieser Konf iguration sind die beiden 
Aussenstationen 32 iind 34 mit jeweils zwei horizontal 
angeordneten Rotationskathoden bestuckt. In diesem Falle 
5 werden horizontale Wirkflachen ausgebildet, wie sie z.B. 
tdr Bandsagen und andere flache Gegenstande ntitzlich sind. 
In der vorliegenden Konf iguxat ion werden Ttiit den jeweils 
zwei Kathoden insgesamt vier Flachen beschichtet, wie in 
Fig. 10 dargestellt iet, Der besondere Vorteil dieser 
10 Konf iguration ist ea, dass grosse Durchraesser beladbar sind 
\ind eine homogene Beschichtung an der Wirkfiache, z,B. die 
FreiflSche von Bandsagen Oder die Stimfiache von Mold and 
dies, ohne schadliche Schichtdickenunterschiede ermoglicht 
werden* 

15 

Die siebte Konf iguration gemS-ss Fig. 13 und 14 
unterscheidet sich von der vorstehend beschriebenen ersten 
dadurch, dass neben den vier Kathoden 40, 42, 44 und 46 - 
wie gehabt - im Innenbereich. nur eine Aussenstation 32 mit 
20 zwei Rotationskathoden 48 und 50 bestuckt ist. Die andere 
Aussenstation 34 ist mit einer Oder mehreren herkoinmlichen, 
planaren Kathode bestuckt. 

Der Fachmann wird erkennen, dass die vorstehend 
25 beschriebenen Konf igurationen nicht abschliessend sind, 
sondem nur beispielhaft innerhalb des Bereichs der 
nachstehenden Patentanspruche dem Fachmann Ausfiihrvingen an 
die Hand geben* 

30 
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Patentansprudie 



1. Modulare Vorrichtung zum Beschichten von Gegenatanden 
(10) 

in einer Vakuurakaimner (20), in der ein physikalisches 
Abacheideverfahren (PVD) durchgefuhrt werden kann, 
10 wobei 

die Vakuumkammer (20), zumindest ein Anodenmittel, 
zumindest eine Kathode (40, 42, 44, 46, 48, 50, S2, 
54) umfasst, wobei mehrere Lichtbogen zwischen dem 
zumindest einen Anodenmittel iind der zumindest einen 
15 Kathode (40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54) gezundet 

werden konnen, 

dadurch gekemiz6i.cfanet# dass 

20 - eine Vielsahl von Aufnahmeeinrichtungen vorgesehen 
Bind, in der die zumindest eine Kathode angeordnet 
werden kann, 

wobei eine erete Aufnahmeeinrichtung (30) zur Aufnahme 
von einer oder mehrerer Kathoden (40, 42, 44, 46) ira 
25 wesentlichen in der Mitte der Vakuumkammer (20) und 

zumindest eine zweite Aufnahmeeinrichtxing (32, 34) zur 
Aufnahme von zumindest einer ICathode (48, 50, 52, 54) 
am Rand der Vakuumkammer (20) vorgesehen sind* 



30 2. Modulare Vorrichtung zum Beschichten von Gegenstanden 
(10) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,. dass 
zwei Aufnahmeeinrichtungen (32, 34) zur Axifnahme von 
jeweils ein, zwei oder mehrere Kathoden (48, 50, 52, 
54) am Rand der Vakuumkammer (20) vorgesehen sind. 
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3. Modulare Vorrichtung zum Beschichten von Gegenetanden 
(10) nach Ttospruch 1 Oder 2, dadurch gekeimzeichnet, 
dass die zweite Aufnahmeeinrichtung (32, 34) oder die 
zweiten Aufnahmeeinrichtungen (32, 34) zur Aufnahme 
5 von zumindest einer Kathode (48, 50, 52, 54) am Rand 

der Vakuuitikairaner (20) als abnehmbare xind/oder 
aufklappbare Turen fur die Vakuutnkatnmer (20) 
ausgebildet sind. 

10 4. Modulare Vorrichtung ztxm Beschichten von Gegenetanden 
(10) nach einem der vorstehenden Ansprfiche, dadurch 
gekennzeichnet, dass die zwette Aufnahmeeinrichtung 
(32, 34) Oder die zweiten Aufnahmeeinrichtungen (32, 
34) zur Aufnahme von zumindest einer Kathode (48, 50, 

15 52, 54) am Rand der Vakuumkammer (20) zur Ausnahme 

wahlweise rotierenden Kathoden oder planaren Kathoden 
ausgebildet sind* 

5. Modulare Vorrichtung zum Beschichten von Gegenstanden 
20 (10) nach einCTi der vorstehenden Ansprache^ dadurch 

gekennzeichnet, dass die zweite Aufnahmeeinrichtung 
(32, 34) Oder die zweiten Aufnahmeeinrichtimgen (32, 
34) zur Aufnahme von zumindest einer Kathode (48, 50, 
52, 54) am Rand der Vakuumkammer (20) zur Ausnahme von 
25 im wesent lichen horizontal angeordneten, in die 

Vakuumkammer hineinragenden Kathoden ausgebildet 
sind. 

6. Moduleure Vorrichtung zum Beschichten von Gegenstanden 
30 (10) nach einem der vorstehenden Aaaspruche, dadurch 

gekennzeichnet, dass die genannte erste 

Aufnahmeeinrichtung (30) zur Aufnahme von einer oder 
mehrerer Kathoden (40, 42, 44, 46) in der Mitte der 
Vakutomkammer (20) zur Aufnahme von wahlweise ein bis 
35 vier Kathoden, vorzugsweise von rotierenden Kathoden 

ausgebildet ist* 



BB-2267 8 -EP/MK/km 



X7. 10. 2003 



V{/X\^^\^ ^ 15:33 EGLI PftTENTPlNlJflELTE+41 1 4220477 •> 0313252526 



Isiun986 



- 11 - " 

7. System zum Beschichten von Gegenstanden (10) 

in einer Vakuumkararaer (20)^ in der ein physikalischea 
Abscheideverfahren (PVD) durchgefuhrt werden kann; rait 
einer Vakuumkanucter (20), zumindest ein Anodenmittel, 
zumindest einer Kathode (40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 
54), 

einem Substratanordnungsmittel (60) zur Aufnahme von 
einem oder mehreren zu beschichtenden Gegenstanden 
(10) , wobei ein Lichtbogen zwischen dem zumindest 
einen Anodenmittel iind der ziiraindest einen Kathode 
(40, 42, 44, 46, 48,. 50, 52, 54) geztSndet werden kann, 

gekezmzeichnet durch 

15 eine modulare Kathodenanordnimg gem&ss der Vorrichtxing nach 
Anspruch 1 bis 6. 



5 



10 



8. System zum Beschichten von Gegenstanden (10) nach 
Anspruch 7, dadurch gekennseichnet , dase die 

20 Valcuumlcainmer (20) als das Anodenmittel ausgebildet 

ist. 

9. System zum Beschichten von Gegenstanden (10) nach 
Anspruch 7 oder 8, dadurch gekennzeichnet , dass das 

25 Substratanordnungsmittel (60) als Drehkarussell 

ausgebildet ist- 

10. System zum Beschichten von Gegenstanden (10) nach 
Anspruch 9, dadxirch gekeimzeichnet, dass das 

30 Drehkarussell urn die erste Aufnahmeeinrichtung (30) 

zur Aufnahme von einer oder raehrerer Kathoden (40, 42, 
44, 46) herum ausgebildet ist. 

11. System zum Beschichten von (3egenstanden (10) nach 
35 Anspruch 9 oder 10, dadurch gekennzeichnet, dass auf 

dem Drehkarussell Drehwagen zur Aufnahme von zu 
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beschichtenden Gegenstanden tmd/oder zur Aufnahme von 
Satelliten zur Aufnahme von zu beschichtenden 
GegenstSnden anordenbar sind- 
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XJtti eine Vakuumkaraner zum Beschichten von GegenstSnden (10), 
in der ein physikalisches Abscheideverfahren (PVD) 
durchgefiihrt werden kann, modular mit Kathoden bestucken zu 
kflnnen, wird vorgeschlagen, eine Vielzahl von 

10 Aufnahmeeinrichtungen vorzusehen, in die jeweils mehrere 
Kathoden angeordnet. werden kSimen. Eine erste 
Aufnahmeeinrichtimg (30) zur Aufnahme von einer oder 
tnehrerer Kathoden (40, 42, 44, 46) ist im wesentlichen in 
der Mitte der Vakuumkanimer (20) imd zwei weitere 

15 Aufnahmeeinrichtungen (32, 34) zvir Aufnahme von zumindest 
jeweils einer Kathode (48, 50, 52, 54) sind turartig am 
Rand der Vafcuumkammer (20) vorgesehen. 

(Fig. 5) 
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This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning 
Operations and is not part of the Official Record. 

BEST AVAILABLE IMAGES 

Defective images witiiin this document are accurate representations of the original 
documents submitted by the applicant. 

Defects in the images include but are not limited to the items checked: 

□ BLACK BORDERS 

□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES 

□ FADED TEXT OR DRAWING 

L4 BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING 

□ SKEWED/SLANTED IMAGES 

□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS 

□ GRAY SCALE DOCUMENTS 

□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT 

□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY 

□ OTHER: 

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY. 
As rescanning these documents will not correct the image 
problems checked, please do not report these problems to 
the IFW Image Problem Mailbox. 



